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Predlozend habilitand prica je v prvej Casti zamerand na Stidium reakény
plazmovych procesov pri priprave tvrdych nanokompozitnych ne-TiC/a-C:H povlakov
jednosmernym  (Direct Current — DC) a vysokoenergetickym pulznym
magnetrénovym napraSovanim (High Power Impulse Magnetron Sputtering —
HiPIMS), ich $truktiry, mechanickym a tribologickych vlastnosti ako aj vztahom
medzi podmienkami pripravy a vyslednymi vlastnostami. Druhd Cast prace je
venovana priprave a sledovaniu vlastnosti povlakov typu Mo-B-C s MAX strukturou,
ktoré maju vysoku tvrdost a huZevnatost. Oba typy sledovanych povlakov vykazuji
v zavislosti od spdsobu ich pripravy azloZenia rozne a Casto velmi zaujimaveé
vlastnosti, preto s predmetom intenzivneho zdujmu s relativne Sirokym aplikacnym
potencidlom.

Samotn4 habilita¥né praca pozostiva z 31 stranového stithrnu s troma kapitolami,
ktory sumarizuje poznatky z 8 priloZenych publikacii v oblasti Ti-C povlakov a2
v oblasti Mo-B-C povlakov. Je zrejmé, Ze takyto kratky sthrn pokryvajuci
problematiku od reaktivnych plazmovych procesov aZ po metodologiu merania
tvrdosti nemoZe obsahovat vela detailov, ale napriek tomu predstavuje uceleny
a zrozumitelny prierez priloZenych prac a poskytuje dostatoény nadhl'ad na Studovant
problematiku. Vysokd uroveri predloZenej price je zaloZena na kvalitnych
publikéciach autora v CC &asopisoch, ktoré su Standardom v oblasti povlakov
(Surface and Coating Technology, Vacuum) ako aj po¢tom citdcii, ktoré sa u star§ich
prac pohybuju v desiatkach a dobre citované st aj novSie prace.

Predkladand habilitaéni prica predstavuje niekolko principidlne novych poznatkov,
medzi ktorymi by som chcel vyzdvihnut nasledovné:
1. TJasné odliZenie a definovanie hybridnych PVD-CVD procesov od Standardnych
procesov pri klasickom reakénom naprasovani.
2. Urdenie podmienok depozicie pri hybridnom napraSovani, ktoré poskytuja
maximalnu tvrdost’ v Ti-C systéme.
3. Prakticka aplikécia tychto poznatkov aZ do vyrobného procesu.




4. Optimizacia technologie HiPIMS na pripravu nc-TiC/a-C:H povlakov
hybridnym PVD-CVD procesom a vyrazné zlepSenie mechanickych vlastnosti
v porovnani s povlakmi pripravenymi konvenénym DC napraSovanim.

5. Priprava Mo-B-C povlakov a preukdzanie zvySenej huZevnatosti a teplotne;
stability tychto povlakov pri dostato¢ne vysokej tvrdosti.

Zéaverom konstatujem, Ze uvedené vysledky vyplyvajiice z habilitaénej prace ako aj
predlozené publikdcie preukazuji vysoku odborni uroveit Mgr. Pavla Soucka,
PhD., potvrdzuju jeho kvalifikaéné predpoklady na habiliticiu a celil pracu povaZujem
za Vvyznamny prinos v oblasti $tadia procesov pripravy akontroly vlastnosti
modernych povlakov pre inZinierske aplikécie.

Dotazy oponenta k obhajobé¢ habilita¢ni prace (pocet dotazii dle zvaZeni oponenta)

1. Doba vzniku uhlikom otravenych zén na teréi trva pfi nizSich prietokoch
acetylénu (4-5 sccm na obr. 2 v praci Schmidtovd, SCT (201), 299) priblizne 10
aZ 15 minut, potom sa procesy stabilizuju. Ako sa takato relativne dlhd doba
stabilizicie prejavuje potas depozicie na zloZeni povlaku, resp. ako sa vyhnit
jej vplyvu?

2. Predo vznikaju také vyrazné rozdiely v otraveni ter¢a pii DCMS a HiPIMS (obr.
4 v P. Soucek, SCT (2017)257)?

3. Mbzete predikovat pritomnost/absenciu hystrézneho sprdvania sa a vzhl'ad ter¢a
s ohladom na vznik uhlikom otravenych zon v pripade nc-TiC/a-C:H povlakov
hybridnym spdsobom pfi pouziti techolégie HITUS?

4. Mobzete vysvetlit pri¢inu zanedbatelného vplyvu pridu iénov (resp. balanced vs.
unbalanced) pii magnetrénovom napraSovani nc-TiC/a-C:H (v praci Soucek,
SCT (2014) 8) na vlastnosti povlaku?

Zaveér
Habilita¢ni prace Mgr. Pavla Soucka, PhD., ,,Preparation of nanostructured hard

protective coatings by magnetron sputtering”, spliiuje — nesphitsje poZadavky
standardng kladené na habilita¢ni prace v oboru ,,Fyzika plasmy”.
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